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Polovodi¢ové souéastky - CSN
Mikroelektromechanické souéastky - EN 62047-13
Cast 13: Namdahani struktur MEMS ohybem a stfihem pro

vy , - 358775
mereni adhezni pevnosti

idt IEC 62047-13:2012

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 13: Bend- and shear- type test methods of measuring adhesive strength for MEMS structures

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -
Partie 13: Méthodes d,essais de types courbure et cisaillement de mesure de la résistance
d,adhérence pour les structures MEMS

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 13: Biege- und Scherprufverfahren zur Messung der Haftfestigkeit bei MEMS-Strukturen

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-13:2012. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-13:2012. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje metody zkouseni adheze mezi mikroc¢asticemi a podlozkou za pouziti vzork{
sloupcovitého tvaru. Norma mdze byt pouZzita pro méreni adhezni pevnosti mikrostruktur, které se
realizuji na substratu, ktery ma Sifku a vysku od 1 um do 1 mm. Norma urcuje zkuSebni metody pro
stanoveni soudrznosti mikroelementd kvali tomu, aby bylo moZno optiméainé stanovit vybér materiall
a vyrobni podminky pro MEMS zafizeni.

Norma nestanovuje a neomezuje pouzity typ a velikost zkouseného materialu, velikost a vykon
mériciho zafizeni, z toho dlivodu, Ze neni jednoznacné definovana velikost MEMS vzork{ a zkuSebniho
zafizeni.

Narodni predmluva
Vypracovani normy
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



